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摘   要 

半導體是近年來發展最快速的產業。由於其製程極為複雜，機台加工特性各不相同，造

成了生產管制的困難，又因為具有工件再回流、良率隨機、等候時間限制等特性，造成晶圓

製造廠的製程複雜而且不確定性極高，使得加工策略對晶圓製造的生廠規劃與現場管制變得

非常重要。本專題欲研究的是半導體爐管區機台，探討其批量加工決策，爐管製程是晶圓加

工的一個重要程序，所需要的加工時間也很長，而爐管區機台為批量加工機台，製程人員常

常為了應該加工幾個批量而苦惱，目前廠房內的加工批量都是經由人為決定，並無一定的規

範和設定，所以，我們想探討的議題是，對於一個已經選取好的機台，並已經挑選好等候線

上欲加工的晶圓製程批量，來判斷是否立即加工這些批量，或等待到接下來某幾批量來到後，

再一起進管加工。 

在此專題中，首先我們將蒐集到的相關資料、參訪半導體工廠經驗、以及閱覽多方書籍

的內容概要，用以了解並整理目前有關爐管區加工的研究，並也藉此對半導體廠複雜的製程

有更深入的認識；之後，導入批量決策的法則，研究法則概念及意義，觀察導入前後的差異，

並判斷是否合適；最後，再引入成本觀念，整合決策的判斷過程，與實際資料比較，探討評

估績效的結果，並提出研究成果和可供半導體廠改善的建議。 

 


